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×(2 exp(ihω) cos2(ν)− 2 exp(3ihω) sin2(ν)− i(1 + exp(2ihω)) sin(2ν)).
Предложены модификации алгоритмов приближенной факторизации на основе ад-
дитивного усреднения схемы расщепления X(Ao, Ae) = (X(Ae, Ao)+X(Ao, Ae))/2, ис-
пользования дробно-рациональной Паде-аппроксимации функции экспоненты ex ≈
≈ (1 + 0.5x)/(1− 0.5x), а также их комбинации. Соответствующие функции передачи
выглядят следующим образом:
Hh(ω) = exp(2iν)(cos(2ν) cos2(hω) + sin2(hω)− i sin(2ν) cos(hω)),
H˜h(ω) =
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Рассмотрим двухслойный экран D(0 < z < ∆) = Ω1(0 < z < ∆1) ∪ Ω2(∆1 <
< z < ∆), слои которого заполнены биизотропным материалом с материальными
параметрами εcj = εjε0, µ
c
j = µjµ0, Gj = Zj = ikj/c, j = 1, 2. Полупространства
D1(z < 0), D2(z > ∆) характеризуются постоянными ε0, µ0. В области D1 в точке
O1(0, 0,−h), h > 0, расположен точечный источник из электрических и магнитных
диполей с полем ~E0, ~H0 [1], воздействующим на экран D. В область D2 проникает
поле ~E2, ~H2, в областях Ωj поля ~E
c
j ,
~Hcj удовлетворяют уравнениям Максвелла для
биизотропной среды
rot ~Ecj = iω(µ
c
j
~Hcj + Zj ~E
c







j ) в Ωj. (1)
В работе аналитически решена краевая задача дифракции поля ~E0, ~H0 на экране
D для уравнений (1).
Показано, что для фокусировки поля диполей за экраном [1] необходимо выпол-
нение условий ε1µ2 + ε2µ1 = 2(1− k1k2), ε1 + ε2 + µ1 + µ2 = −4, k
2
1
+ ε1µ1 = 1,
k2
2









Разрешая систему нелинейных уравнений, определим материальные параметры
слоев Ωj, которые образуют двухпараметрическое многообразие M :






+ c(τ1, τ2)=0, k1 =k1(τ1, τ2), k2 =k1(τ2, τ1),
µ1 =µ1(τ1, τ2)=(τ1(τ1 + τ2 + 4) + 2(1− k1k2))/(τ2 − τ1), µ2 =µ1(τ2, τ1), a = τ1 + τ2,
b = τ2 + τ1(τ
2
1
+ τ1τ2 + 2τ1 − 1), c = τ2 − τ1(3 + 2τ1τ2 + 4τ1 − τ
2
1




где τ1, τ2 — произвольные комплексные числа.
При приближении материальных параметров слоев Ωj к многообразиюM поле ~E2,
~H2 за экраном преобразуется в поле диполей, сосредоточенных в точке Of (0, 0, 2∆−h),
0 < h < ∆. В работе [2] используется лучевая теория для анализа фокусирующих
свойств двухслойной линзы.
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В пространстве R3 рассмотрим слой D(0 < z < ∆), заполненный средой с диэлек-
трической и магнитной проницаемостями εm, µm, которая называется матрицей. В
матрице распределены частицы Ωs из материала, характеризуемого параметрами εr,
µr.
Объемный коэффициент заполнения частиц в матрице — τ(0 < τ < 0, 5). Полупро-
странства D1(τ < 0), D2(τ > ∆) — вакуум с электрической и магнитной постоянными
ε0, µ0.
Из области D1 на слой падает первичная плоская электромагнитная волна ~E0,
~H0 с круговой частотой ω.
Обозначим: Dm = D\
⋃
S Ω¯s — область между частицами; γs — поверхность ча-





— отраженное поле в
D1; ~E2, ~H2 — поле в области D2; ~E1 = ~E0 + ~E
′
1
, ~H1 = ~H0 + ~H
′
1
— суммарное поле в
D1; ~Em, ~Hm — поле в матрице Dm; ~E
r
s ,
~Hrs — поля в частицах Ωs.
Краевая задача. Для заданного поля ~E0, ~H0 требуется определить поля ~E ′1,
~H ′
1
, ~E2, ~H2, для которых выполнены условия:
rot ~Ej = iωµ0 ~Hj, rot ~Hj = −iωε0 ~Ej, Dj, (1)
rot ~Em = iωµm ~Hm, rot ~Hm = −iωεm ~Em, Dm, (2)
